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1
1. 000
| |
@ 50 x 1. 000
¢ 50 x 1. 000
50A L=600mm 1. 000
50A L=900nm 2. 000
90 50A 4. 000
T 50A 1. 000
50A 1. 000
50A L=100nm 1. 000
@ 50 10K 1. 000
© 50 2.000
50A 7.000
50A 4. 000
® 50 0.20 0. 40Ma 1. 000
© 50 40 140 1. 000
® 50 100 600L/ nin 1. 000
TS
50 3.000
WP 50 4.0m 1. 000
TS
A 50 1. 000
| |
A 50 4.0m 6. 000
TS
@ 50*25 4. 000
TS
A 50 1. 000
TS
@ 50* 25 1. 000
WP 25 4.0m 2. 000
TS
25 5. 000
925 5. 000
@ 25x ©25 5. 000
| |
©25 395. 000
@ 25x 925 10. 000
L=1.0m 1.5m
0. 25Mpa, 2.2/ min, 8.0m 85. 000
PE25 790. 000
@ 25x © 20 5. 000
® 20 P) 5. 000
2
1. 000
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| 2 ( )
¢ 50 x 1. 000
@ 50 x 1. 000
50A L=500nm 1. 000
50A L=700mm 1. 000
920 50A 2. 000
T 50A 1. 000
50A 2. 000
@ 50 10K 1. 000
@ 50 2.000
@50 NC x 1. 000
50A 5. 000
50A 3.000
® 50 0.20 0. 40Mpa 1. 000
® 50 40 140 1. 000
n
30
@50 L=2.0mNC x NC 0. 70Mpa 1. 000
30
© 50 L=7.0mNC x NC 0. 70Mpa 1. 000
¢ 50 1. 000
@50 NC x 1. 000
©50 NC x 2. 000
© 50 1. 000
©50 NC x 1. 000
© 50 NC x 1. 000
| |
1 =100m
@ 34( 0. 20Mpa, 1.5/ nin, 5.0m 2. 000
©50 NC x 2.000
( ) 50A 2. 000
034 B 2. 000
034 B 2. 000
2
B 1. 000
3
1. 000
n
¢ 50 x 1. 000
¢ 50 x 1. 000
50A L=500nm 1. 000
50A L=700mm 1. 000
90 50A 2. 000
T 50A 1. 000
50A 2. 000
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| 2 ( )
50A L=100nm 2.000
® 50 10K 1. 000
© 50 2. 000
50A 6. 000
50A 4. 000
® 50 0.20 0. 40Ma 1. 000
@ 50 40 140 1. 000
® 50 100 600L/ nin 1. 000
n
¢ 50 28. 000
@ 50x ® 50 2. 000
@ 50x @ 50 2. 000
W 50 4.0m 4. 000
TS
50 1. 000
TS
© 50*25 2. 000
TS
A 50 2.000
TS
@ 50 25 1. 000
\V 25 4.0m 2. 000
TS
25 3.000
©25 3.000
@ 25x © 25 3.000
| |
025 75. 000
@ 25x @25 6. 000
L=1. Om
0. 25Ma, 2.2/ mn, 8.0m 12. 000
PE25 150. 000
© 25% © 20 3. 000
© 20 P 3.000
4
1. 000
n
@ 50 X 1. 000
© 50 X 1. 000
50A L=600nm 2. 000
50A L=900nm 1. 000
90 50A 4. 000
T 50A 1. 000
50A 1. 000
50A L=100nm 1. 000
® 50 10K 1. 000

( 9 12




4

6)

® 50 2. 000
50A 7.000
50A 4. 000
® 50 0.20 0. 40Mpa 1. 000
© 50 40 140 1. 000
® 50 100 600L/ nmin 1. 000
TS
50 3.000
AV 50 4.0m 1. 000
TS
A 50 1. 000
| |
W 50 4.0m 5. 000
TS
@ 50*25 3. 000
TS
A 50 1. 000
TS
@ 50* 25 1. 000
W 25 4.0m 2. 000
TS
25 4. 000
©25 4. 000
@ 25x ® 25 4. 000
n
© 25 192. 000
© 25% ©25 8. 000
L=1. Om
0. 25Mpa, 2.2/ nin, 8.0m 34. 000
PE25 384. 000
@ 25x ® 20 4. 000
© 20 P 4. 000
5
1. 000
| |
© 50 x 1. 000
® 50 x 1. 000
50A L=600mm 1. 000
50A L=900nm 2. 000
90 50A 4. 000
T 50A 1. 000
50A 1. 000
50A L=100nm 1. 000
® 50 10K 1. 000
¢ 50 2. 000
50A 7. 000
50A 4. 000
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® 50 0.20 0.40Ma 1. 000
® 50 40 140 1. 000
® 50 100 600/ nin 1. 000
TS
50 3.000
W 50 4.0m 3. 000
TS
A 50 1. 000
n
AV 50 4.0m 4. 000
TS
© 50*25 3.000
TS
A 50 1. 000
TS
® 50* 25 1. 000
AV 25 4.0m 2. 000
TS
25 4. 000
©25 4. 000
@ 25x © 25 4. 000
| |
©25 144. 000
@ 25x ® 25 8. 000
L=1. Om
0. 25Mpa, 2.2/ mn, 8.0m 28. 000
PE25 288. 000
@ 25x © 20 4. 000
® 20 P 4. 000
6
1. 000
n
@ 50 X 2. 000
¢ 50 x 2.000
50A L=700nm 2. 000
90 50A 2. 000
T 50A 2. 000
50A 2.000
50A L=100nm 4. 000
¢ 50 10K 2. 000
¢ 50 4. 000
50A 10. 000
50A 6. 000
® 50 0.20 0. 40Ma 2. 000
@ 50 40 140 2.000
n
@ 50 199. 000
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| 2 ( )
@ 50x © 50 2. 000
@ 50% ¢ 50 2. 000
@ 50x @ 50x © 50 31. 000
@ 50% © 50 2. 000
© 50x @ 25 33.000
@ 25 0 25 33. 000
©25 7.000
© 25 33. 000
@ 25% @25 66. 000
n
025 1, 076. 000
@ 25x 925 33. 000
L=1.0Om
0. 25Mpa, 2.2/ min, 8.0m 236. 000
PE25 2, 020. 000
@ 25 © 20 33. 000
® 20 P 33.000
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